

















































































Ⅹ線光電子分光 (xps)法 (島津製作所製 :ESCA-850)を用いて､膜組成および各
原子の結合状態を調べた｡最初に薄膜表面について測定を行い､膜厚方向の情報を得





















































































CdSe薄朕 (敢素ガス供捨無) 0.14 048

















離轟ガス流量 Cd組成 Se租成 Se/Cd
(at.鶴)(at.%)
0.5ccm 2.7 3.0 1.1
1.0ccm 1.8 1.6 0.90
1.5ccm 1.8 0.92 0.51


































アシスト Cd組成 Se租成 Se/Cd
イオン電流 (at.%) (at.%)
kL/ 6.7 3.1 0.46
2mA 4.8 2.1 0.43
4mA 3.7 1.7 0.45
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